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В данной работе экспериментально исследовалась возможность очистки высоковольтных электродов тлеющим разрядом в аргоне  при давлении  от 0,5 до 10 Па. Основной материал электродов - нержавеющая сталь и молибден. Поверхность материала сотни квадратных сантиметров. Ток тлеющего разряда до 0,5 А.
